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１．概要（Summary） 
静電モータは最小加工精度が 1 µm であり、微細パター

ンの描画が必要である。日本大学理工学部のクリーンル

ームには、描画装置が未導入であるため、静電モータの

パターン描画のために機器利用を行った。また、全ての

プロセスを文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム東

大微細加工拠点にて実施できるように、レシピの調整や

プロセスの最適化について検討を行った。 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

8 インチ汎用スパッタ装置、高速大面積電子線描画装

置 F5112、高速シリコン深掘りエッチング装置 MUC-21。 

【実験方法】 
1. 事前準備した 2 cm 角の SOI チップに 8 インチ汎用

スパッタ装置を用いてAl 膜を成膜。 2. レジスト液を塗布。 

3. 高速大面積電子線描画装置 F5112 を用いてマスクパ

ターンを露光。 4. 現像液を用いて現像。 5.混酸Al エッ

チング液を用いてエッチング。 6. 高速シリコン深掘りエッ

チング装置 MUC-21 を用いてエッチング。 7. 気相フッ

酸エッチング装置を用いて犠牲層のエッチング。 8. ステ

ルスダイサーを用いてサンプルごとにダイシング。今年度

は上記の 1 から 6 までを試行した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
Figure 1 に実験方法の全工程完了後のサンプルの様

子を示す。高速大面積電子線描画装置 F5112 で 1 µm
の精度でのパターンの露光ができた。また、高速シリコン

深掘りエッチング装置 MUC-21 で最小幅 1 µm、深さ 40 
µm での深掘りエッチングができた。その後、作製したサ

ンプルの動作を確認した。しかし、サンプルの歩留まり率

が低いため、今後レシピの調整が必要である。本サンプ

ルによる成果の公表には間に合わなかったが、関連する

研究を成果として紹介する。

 

Figure 1. Photograph of the sample after all 
process. 
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